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Karta katalogowa
Memosens COS81D

Optyczny czujnik tlenu przeznaczony do aplikacji
higienicznych

Czujnik o maksymalnej stabilno$ci pomiaréw przez
wiele cykli sterylizacji

Zastosowanie

Typowe zastosowania:

= Requlacja tlenu w reaktorach fermentacyjnych, np. w przemysle farmaceutycznym i
biotechnologii

= Monitorowanie atmosfer potencjalnie wybuchowych dla stezenia tlenu do 2 %

= Kontrola jakos$ci w przemysle spozywczym

Korzysci

s Doktadne pomiary stabilne w dtugim okresie, ze statg autodiagnostyka

= Mozliwos¢ sterylizacji do 140°C (284°F) w autoklawie

= Stal kwasoodporna 1.4435 (AISI 316L) spetnia najwyzsze wymagania przemystu
farmaceutycznego

= Stopien ochrony: IP68

» Czujnik certyfikowany zgodnie z EHEDG

® Zgodny z odpowiednimi rozdziatami ASME-BPE

= Dostepne certyfikaty zgodnosci do zastosowan farmaceutycznych

= Dostepne $wiadectwo kontroli wg EN 10204-3.1

s Zastosowane materialy spetniajg wymagania FDA i/lub USP class VI
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Zalety oferowane przez technologie Memosens

= Wysokie bezpieczenstwo procesu dzigki bezkontaktowej indukcyjnej transmisji
sygnatu

= Wysokie bezpieczenstwo danych dzieki cyfrowej transmisji sygnatu

= Fatwos¢ obstugi dzieki zapisaniu danych w elektronice czujnika

® Rejestracja danych diagnostycznych i ruchowych czujnika umozliwia planowanie
obstugi prewencyjnej
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Memosens COS81D

Budowa ukladu pomiarowego

Zasada pomiaru

Budowa czujnika

Czasteczki substancji wrazliwej na obecnosc tlenu (tzw. markery) wbudowane sg w warstwe czynng
optycznie (warstwe fluorescencyjna).

Warstwy: fluorescencyjna, izolacyjna i pokrywajaca sg naniesione jedna na drugiej na nosniku.
Warstwa pokrywajgca ma bezposredni kontakt z medium.

Optyka czujnika skierowana jest na wewnetrzng powierzchnie warstwy fluorescencyjnej.

Pomiar metoda wygaszania fluorescencji

Po zanurzeniu czujnika w medium bardzo szybko wytwarza sie stan réwnowagi pomiedzy ci$nieniem
czastkowym tlenu w medium i w warstwie fluorescencyjne;j.

1. Uktfad optyczny czujnika wysyta impulsy $wiatta pomaranczowego do warstwy fluorescencyjne;j.

2. 'Odpowiedzig" markerow (czgsteczek substancji fluoryzujacej) jest wygaszenie i emisja
impulséw ciemnego czerwonego $wiatta.

= (zas wygaszania oraz natezenie sygnatéw odbieranych w odpowiedzi zalezy bezposrednio
od stezenia i ci$nienia czgstkowego tlenu rozpuszczonego w badanym medium.

Jezeli medium nie zawiera tlenu, czas relaksacji czujnika (czas wygaszania fluorescencji) jest dtugi, a
sygnat bardzo intensywny.

Czasteczki tlenu "thumig" dziatanie czasteczek substancji fluoryzujacej. W efekcie powodujg skrocenie
czasu zaniku oraz ostabienie natezenia sygnatéw emitowanych w odpowiedzi.

Wynik pomiaru

» Czujnik wyznacza wynik pomiaru na podstawie intensywnosci sygnatu i czasu wygaszania za
pomocg rownania Stern-Volmera.

Czujnik dostarcza warto$ci mierzone temperatury i ci$nienia czgstkowego, jak réwniez warto$é
surowg. Uzyskana warto$¢ odpowiada czasowi wygaszania fluorescencji i wynosi okoto 14 usw
powietrzu i okoto 56 ps w medium beztlenowym.

Aby zapewni¢ optymalne wyniki pomiaru
1. Podczas kalibracji nalezy wprowadzi¢ do przetwornika warto$¢ ci$nienia powietrza.
2. W przypadku mediéw solankowych
wprowadzic¢ zasolenie.
3. Do pomiaréw w jednostkach %Vol lub %SAT
wprowadzic tez biezgcg wartosc cisnienia roboczego w trybie pomiarowym.

Instrukcja obstugi przetwornika, np. BAO1245C do Liquiline CM44x/R lub CM44P.

Endress+Hauser



Memosens COS81D

Uktad pomiarowy

Kompletny uktad pomiarowy zawiera co najmniej:

s Czujnik tlenu Memosens COS81D

® Przewdd pomiarowy CYK10

» Przetwornik, np. Liquiline CM42, Liquiline CM44x/R, Liquiline CM44P, Liquiline Compact
CM72/82

= Opcjonalnie: armatura, np. stata armatura montazowa CPA442, armatura przeptywowa , lub
armatura wysuwalna CPA875

A0029064

®

1 Przyktad uktadu pomiarowego z COS81D

Armatura wysuwalna CPA875

Liquiline CM42 - przetwornik pomiarowy
Przewéd pomiarowy CYK10

Memosens COS81D - cyfrowy czujnik tlenu

W N =

Niezawodnos¢ pomiaru

Trwatosé

Memosens #evolfsens.
Memosens - maksymalne bezpieczenistwo i niezawodnos$¢ punktu pomiarowego:
s Bezstykowa, indukcyjna transmisja cyfrowa gwarantujgca najlepsza separacje galwaniczng
s Catkowita wodoszczelno$é
= Mozliwosé taczenia kabli pod woda
= Brak korozji stykéw
s Czujnik moze by¢ kalibrowany w laboratorium, dzieki temu znacznie wzrasta dyspozycyjnosc¢
punktu pomiarowego
s [skrobezpieczna wktadka elektroniki dopuszcza prace w strefach zagrozonych wybuchem.
s Czynnosci serwisowe moga by¢ planowane na podstawie danych zapisanych w czujniku, np.:
s Catkowita liczba godzin pracy
= taczny czas pracy przy bardzo wysokich lub bardzo niskich wartosciach mierzonych
s Czas pracy w wysokich temperaturach
= Jlos¢ dokonanych sterylizacji (parg)
s Stan techniczny czujnika
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Memosens COS81D

Latwos¢ obstugi

Latwa obstuga

Czujniki w technologii Memosens majg wbudowany modut elektroniki, ktéra umozliwia pamietanie

danych kalibracyjnych oraz innych informacji takich, jak catkowita ilo§¢ godzin pracy oraz czas pracy

w skrajnie trudnych warunkach. Po zainstalowaniu czujnika, jego dane sg automatycznie przesytane

do przetwornika i wykorzystywane do obliczania aktualnej wartosci pomiarowej. Przechowywanie

danych kalibracyjnych w pamieci czujnika umozliwia jego kalibracje poza punktem pomiarowym.

Dzieki temu:

= Kalibracja badz uruchomienie mogg by¢ zrealizowane w warunkach laboratoryjnych (poprawa
jakosci kalibracji).

= Wstepnie skalibrowany czujnik moze wykonywaé pomiar natychmiast po zamontowaniu, w
wyniku czego znacznie zwieksza sie dyspozycyjnos¢ punktu pomiarowego.

= Okresy miedzyobstugowe mozna okresla¢ w oparciu o dane robocze i kalibracyjne zapisane w
czujniku, co umozliwia prowadzenie odpowiedniej konserwacji profilaktycznej.

= Historie czujnika mozna zapisa¢ na zewnetrznych nosnikach danych i lub przy pomocy
odpowiednich programéw. W ten sposéb aktualne wykorzystanie czujnika mozna uzaleznié od
jego historii.

Bezpieczenstwo

Wysokie bezpieczenstwo danych dzieki bezkontaktowej indukcyjnej transmisji sygnatu

W elektronice elektrody systemu Memosens , wartosci mierzone przetwarzane sg na postac cyfrows i

transmitowane do przetwornika pomiarowego poprzez bezstykowe ztgcze indukcyjne. Dzieki temu:

= Automatycznie generowany jest komunikat btedu w przypadku uszkodzenia elektrody lub linii
sygnatowej

= Funkcja natychmiastowego wykrycia btedéw, zwieksza dyspozycyjnos$é punktu pomiarowego

Monitoring czujnika

Sygnatly optyczne sg monitorowane w sposéb ciagty i sprawdzane pod wzgledem mozliwosci
wystapienia btedéw. W przypadku wykrycia niezgodnosci, przetwornik pomiarowy generuje
komunikat btedu.

Wykrywany jest stan zuzycia nasadki czujnika. W pierwszej kolejnosci, przetwornik wskazuje
ostrzezenie sygnalizujgce z wyprzedzeniem koniecznos$¢ konserwacji, a nastepnie generuje
komunikat btedu.

Ponadto, w potgczeniu z przetwornikiem posiadajgcym system kontroli czujnikéw (SCS) wykrywane
sg nastepujace usterki:

= Niewiarygodne, zbyt wysokie lub zbyt niskie wartosci mierzone

= Zaktécenie regulacji z powodu nieprawidtowych wartosci mierzonych

Wielkosci wejsciowe

Wartosci mierzone

Tlen rozpuszczony [mg/l, pg/l, ppm, ppb, % SAT lub hPa]
Tlen (gazowy) [hPa lub %Vol|

Temperatura [°C, °F]

Zakres pomiarowy czujnika

Warunki odniesienia dla wszystkich zakresow: 25°C (77 °F) i 1013 hPa (15 psi)

nasadka w ksztalcie litery "C" nasadka w ksztalcie litery "U"
0.004 ... 26 mg/1 0.004 ... 30 mg/1

0.05 ... 285 % SAT 0.05 ... 330 % SAT

0.1...600 hPa 0.1...700 hPa
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Memosens COS81D

Zasilanie
Podlaczenie elektryczne Do podiaczenia elektrycznego symulatora do przetwornika stuzy przewdd pomiarowy CYK10.
GY GND
YE ComB = Q qC|
GN ComA @<
WH -
BN +
2 Przewéd pomiarowy CYK10
Charakterystyka metrologiczna
Czas odpowiedzi Po przeniesieniu z powietrza do azotu w warunkach odniesienia:
® fgy: < 10s
® fgg: < 20s
Warunki odniesienia Temperatura odniesienia: 25°C
Ciénienie referencyjne: 1013 hPa (15 psi)
Maksymalny btad W temp. 25 °C
. 1)
pomiarowy Wartos¢ zmierzona Maksymalny btad pomiaru || Wartos¢ zmierzona Maksymalny btad pomiaru
[mg/1] [mg/1] [hPa] [hPa]
0.04 +0.008 1 0.2
0.8 +0.017 20 +0.4
9.1 0.1 210 12
26 +0.5 600 +12

1) Zgodnie z IEC 60746-1 w znamionowych warunkach roboczych
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Memosens COS81D

Montaz

Wskazowki montazowe

Czujnik nalezy zamontowac¢ w odpowiedniej armaturze (w zaleznos$ci od aplikacji).

NOTYFIKACJA
Montaz bez armatury moze by¢ przyczyng uszkodzen okablowania i samego czujnika!
» Czujnika nie mozna zawieszac¢ na przewodzie.

Orientacja

COS81D-**C*** (nasadka w ksztalcie litery "C")

A0034708
3 Kgt odchylenia pozycji montazowej COS81D-****C*** (nasadka gazoprzepuszczalna w ksztatcie litery 'C")
Czujnik mozna zainstalowa¢ w dowolnym potozeniu (0 ... 360°).

COS81D-****U*** (nasadka w ksztalcie litery "U")

A0027186

4 Kgt odchylenia pozycji montazowej COS81D-****U*** (nasadka gazoprzepuszczalna w ksztalcie litery
HUV)
MM Zalecany kqt odchylenia pozycji montazowej od poziomu

Czujnik mozna zainstalowac¢ w zakresie O ... 180° od pionu w armaturze, na stojaku lub odpowiednim
przylaczu procesowym. Zalecany kat pozycji montazowej: O ... 45" lub 135 ... 180° zapobiega
gromadzeniu sie pecherzykéw powietrza. Dla katow odchylenia od pionu 45 ... 135° pecherzyki
powietrza na membranie (wrazliwej na obecnosé¢ tlenu) moga zawyzac warto$¢ mierzong.
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Memosens COS81D

Katy odchylenia pozycji montazowej inne od wymienionych nie sg dopuszczone. Aby uniknaé¢
powstawania osadow i kondensacji w miejscu pomiaru, nie montowa¢ czujnika COS81D-****[J ***
w pozycji odwréconej.

Przestrzegac¢ zalecen dotyczacych montazu czujnika, podanych w instrukcji obstugi stosowanej
armatury.

Przykladowe sposoby montazu

Stata armatura montazowa
CPA442

Stata armatura montazowa CPA442 umozliwia tatwe przystosowanie do prawie wszystkich przytaczy
procesowych od kréécow Ingold do przytaczy Varivent do Triclamp. Ten typ montazu nadaje si¢ dla
zbiornikéw i duzych rurociggdw. Jest to najprostszy sposéb, aby czujnik osiggnat zagdang gtebokosé¢
zanurzenia w medium.

Armatura przeptywowa
COA250

A0013319 A0030570

5 COA250 6 Montaz w bajpasie z zaworami sterowanymi recznie lub
zaworami elektromagnetycznymi

1 Rura gtéwna

2 Powrdt medium

3 Czujnik tlenu

4,7 Zawory elektromagnetyczne lub sterowane recznie
5 Armatura przeptywowa COA250-A

6  Kolanko rurowe 90 °

8  Odprowadzanie medium

Armatura przeptywowa CYA680

Armatura przeptywowa jest dostepna w wielu wersjach materiatowych i $rednicach nominalnych.
Zabudowa na rurach poziomych jak i pionowych.

11—

A0032284-PL

i3]

7 Armatura przeptywowa CYA680

Armatura
Whbudowany czujnik
Whbudowany czujnik

w N =
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Memosens COS81D

Armatura przeplywowa stosowana w uzdatnianiu wody i zastosowaniach procesowych

Armatura kompaktowa ze stali nierdzewnej z mozliwoscig obstugi czujnika 12 mm o dtugosci

120 mm. Dzieki podtgczeniom 6-mm armatura ma matg objeto$¢ prébki, jest szczegélnie przydatna
do pomiaru tlenu $ladowego w uzdatnianiu wody i wody zasilajgcej kociot. Medium jest
wprowadzane od dotu.

AD014081

®

8 Armatura przeptywowa

Zamontowany czujnik

Dren (tranzystor ISFET)
Uchwyty nascienne (zacisk D29)
Doptyw

W N

Armatura wysuwalna
(CPA875 lub CPA450)
COA451

Armatura przeznaczona jest do montazu czujnikéw w zbiornikach i rurociggach. Wymagane sg
odpowiednie kroéce montazowe.

Armature nalezy montowa¢ w miejscach w ktorych przeptyw jest staty. Minimalna $rednia rurociggu
to DN 80.

Detail A, rotated 90°
(side view)

Detail A,
(top view)

A0032283-PL

9 Dozwolone i niedozwolone miejsca montazu armatury wysuwalnej z zabudowanym czujnikiem

1 Rura wznoszqca, najlepsze miejsce

2 Montaz czujnika nasadkq w dot na poziomym odcinku rurociqggu: niedopuszczalna pozycja z uwagi na
tworzenie sie poduszki powietrznej i piany

3 Montaz na poziomym odcinku rurociggu: opcja mozliwa w zakresie dopuszczalnych kqtéw odchylenia pozycji
montazowej (w zaleznosci od wersji czujnika)

4 Montaz z glowicq skierowang w dot, dozwolony tylko w potgczeniu z nakretkq pomiarowq "C"

5 Rura opadajgca, niedozwolone miejsce montazu

Endress+Hauser



Memosens COS81D

NOTYFIKACJA

Czujnik nie zawsze jest zanurzony w medium, osad, instalacja z glowica skierowana w gore

Kazdy z tych czynnikéw moze powodowacé btedy pomiarowe!

» Armatury nie nalezy montowac w miejscach, gdzie mogg powstawac poduszki powietrzne lub
piana.

» Unika¢ miejsc sprzyjajacych osadom i/lub w regularnych odstepach czasu usuwac je z nasadki
gazoprzepuszczalnej.

» Nie montowac czujnika COS81D-****U (nasadka w ksztatcie "U") w pozycji odwroconej.

2 Detail A, 90 °r

Detail A

AD030571

10  Dozwolone i niedozwolone miejsca montazu armatury wysuwalnej z zabudowanym czujnikiem COA451

1 Rura wznoszqca, najlepsze miejsce

2 Montaz czujnika nasadkq w dot na poziomym odcinku rurociggu: niedopuszczalna pozycja z uwagi na
tworzenie sie poduszki powietrznej i piany

3 Montaz na poziomym odcinku rurociggu: opcja mozliwa w zakresie dopuszczalnych kqtéw odchylenia pozycji
montazowej (w zaleznosci od wersji czujnika)

4 Rura opadajqca, niedozwolone miejsce montazu

NOTYFIKACJA

Czujnik nie zawsze jest zanurzony w medium, osad na membranie lub optyce czujnika,

instalacja z glowica skierowana w goére

Powyzsze czynniki bedg skutkowaé btedami, ktére mogg wptywac na wyniki pomiaréw.

» Armatury nie nalezy montowac w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ tworzenia sie poduszek
powietrznych, piany oraz w ktérych mozliwe jest gromadzenie sie osadéw na membranie lub
powierzchni optycznej czujnika (poz. 2).

Warunki pracy: srodowisko

Temperatura otoczenia

-5..+100 °C

Temperatura sktadowania

-25..50°C

przy wilgotnosci wzglednej powietrza 95%, bez kondensacji

Stopien ochrony

IP 68 stup wody (10 m w temperaturze 25 °C przez 28 dni)
[P69K ($wiadectwo badan zgodnie z DIN 40050-9)

Warunki pracy: proces

Temperatura pracy Czujnik Wskazéwki ogélne Pomiar tlenu
COS81D-****1* (EPDM) -10...+140°C (15...280 °F)
COS81D-****3* (FFKM) 0...+140°C (32...280 °F)

10 Endress+Hauser



Memosens COS81D

Czujnik Wskazowki ogdlne Pomiar tlenu
COS81D-**C*** (w ksztalcie litery c) 0...60°C (32...140 °F)
COS81D-**U*** (w ksztalcie litery u) 0...80°C (32...175 °F)
Cisnienie medium 0.02 ... 13 bar (0 ... 190 psi) absolutne
Diagram obciazeniowy b, abs
temperatura/ ciSnienie [p sf] [bar]
188 13

B R DT

87— 6 oo
[ I 3
-10 0 110 140 TICI
I | I I
14 32 230 284 T [F|
Odpornosé na czynniki NOTYFIKACJA
chemiczne Rozpuszczalniki zawierajgce halogenki, ketony i toluen

Rozpuszczalniki zawierajgce halogenki (DCM, chloroform), ketony (np. aceton, pentanon) i toluen
wywotujg efekt czutosci skro$nej, zanizajg wartosci mierzone, w najgorszym przypadku powodujg
uszkodzenie czujnika!

» Nalezy stosowa¢ czujnik tylko dla mediéw wolnych od halogenkéw, ketonéw i toluenu.

Czyszczenie chemiczne CIP Tak

Sterylizacja para SIP Tak, maks. 140 °C
Mozliwos¢ sterylizacji w Tak, maks. 140 °C
autoklawach

Konstrukcja mechaniczna

Konstrukcja

A0034733

11  Konstrukcja nasadki

1 Nasadka w ksztatcie litery "U"
2 Nasadka w ksztaicie litery "C"

Endress+Hauser 11



Memosens COS81D

Wymi taz
ymiaty montazowe 50 (1.97)  120/220 /360 /420 (4.72 / 8.66 / 14.2 / 16.5)*
—
S g
)
=<
12 Wymiary w mm (calach)
Masa W zaleznosci od (dtugosci) wersii:
Przyktad: 0.1 kg dla wersji o dtugosci 120 mm
Materiaty Czesci w kontakcie z medium

Trzon czujnika

Uszczelka przytacza procesowego
Uszczelnienie procesowe dla zastosowan Ex
Uszczelnienia/O-ringi

Warstwa nasadki

Stal kwasoodporna 1.4435 (AISI 316L)

FKM (USP<87>, <88> Klasa VI i FDA)

FKM (brak aprobaty FDA)

EPDM, FFKM (USP<87>, <88> Klasa VIi FDA)
Silikon (USP<87>, <88> Klasa VIi FDA)

Przytacze procesowe

Pg 13.5
Moment dokrecenia, maks. 3 Nm

Chropowato$¢ powierzchni

R, <0.38 pm

Czujnik temperatury

Pt1000 (Klasa A zgodnie z DIN IEC 60751)

Certyfikaty i dopuszczenia

Deklaracja zgodnosci

Wyrob spetnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest on zgodny z wymogami
prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testow przyrzadu z wynikiem pozytywnym

poprzez umieszczenie na nim znaku C€.

Dopuszczenia Ex

Wersja COS81D-BA
ATEX I 1G Exia IIC T3/T4/T6 Ga

Wersja COS81D-IA
[ECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Certyfikaty materialow Deklaracja producenta zgodnosci z wymogami FDA
Deklaracja producenta o zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami FDA.
Przyrzad Certyfikat FDA dla
COS81D-*******] O-ringi, uszczelnienia procesowe, warstwa nasadki w kontakcie z medium
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem
Dla aplikacji FDA, nalezy stosowa¢ dodatkowe, zgodne z FDA uszczelnienie (np. CPA442)
wymagane do rozdzielenia procesu od strefy EX (zagrozonej wybuchem). Nalezy zapewni¢
wystarczajgcg separacje przytacza procesowego od ztgczki EX.
Swiadectwo materiatowe
Swiadectwo badan 3.1 zgodne z normg EN10204 jest dostarczane zaleznosci od wersji przyrzadu (-
Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu).
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Memosens COS81D

EHEDG

Tylko COS81D-******1*

Spemia kryteria EHEDG dla aplikacji higienicznych

= Uniwersytet Techniczny w Monachium, Centrum badawcze przemystu piwowarskiego i jakosci
zywnosci, Freising-Weihenstephan

= Typ certyfikatu: Typ EL Klasa I

ASME BPE-2016

Wykonanie zgodne z kryteriami ASME (American Society of Mechanical Engineers)

1935/2004 - dobra praktyka
wytwarzania (GMP)

Spetnia wymagania przepisow (EC) Nr. 1935/2004

Test reaktywnosci
biologicznej

Certyfikat reaktywnosci biologicznej wg USP (United States Pharmacopeia) czesé¢ <87> i cze$¢ <88>
klasa VI ze swiadectwem identyfikacji materiatéw w kontakcie z medium (O-ringi, warstwa nasadki
w kontakcie z medium).

Informacje dotyczace zamawiania

Strona produktowa

www.endress.com/cos81d

Konfigurator produktu

Na stronie produktu, Konfiguracja na prawo od zdjecia znajduje sie przycisk.
1. Zapomoca myszy klikngé ten przycisk.
= W oddzielnym oknie otworzy sie konfigurator produktu.
2. Skonfigurowa¢ produkt zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
= W ten spos6b mozna otrzymac petny kod zamoéwieniowy urzadzenia.

3. Wryeksportowaé kod zaméwieniowy jako plik PDF lub Excel. W tym celu wybra¢ odpowiedni
przycisk, po prawej nad oknem wyboru.

ﬂ Dla wielu produktéw dostepne sg rysunki CAD lub 2D wybranej wersji. Wybrac¢ zaktadke CAD a
nastepnie z list rozwijalnych wybraé zZadany typ pliku.

Zakres dostawy Zakres dostawy czujnika
= Czujnik tlenu z nasadka zabezpieczajacg podczas transportu
= Skrécona instrukcja obstugi
Zakres dostawy zestawu do konserwacji Memosens COV81:
= Nasadka gazoprzepuszczalna
= Narzedzie do montazu pierscienia O-ring
= Chusteczki do czyszczenia optyki
= O-ringi
Akcesoria
W nastepnych rozdziatach opisano wazniejsze akcesoria dostepne w czasie wydania niniejszego
dokumentu.
» Informacje o akcesoriach, ktére nie zostaty wymienione w niniejszej publikacji mozna uzyskaé u
regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser.
Armatury (wybor) ﬂ COS81D o dtugosci 220 mm przeznaczony jest do wszystkich armatur wymagajacych dtugosci
montazowej 225 mm.
Cleanfit CPA875
= Wysuwalna armatura procesowa dla aplikacji aseptycznych i higienicznych
= Stuzy do pomiaru w linii procesowej za pomocg standardowego czujnika 12 mm, czujniki pH,
redoks, tlenu
s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa875
Karta katalogowa TI01168C
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Memosens COS81D

Unifit CPA442

= Armatura montazowa do stosowania w przemysle spozywczym, farmaceutycznym i biotechnologii
= Posiada certyfikaty 3A i EHEDG

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa44?2

Karta katalogowa TI00306C

Cleanfit CPA450
s Reczna armatura wysuwalna do instalacji czujnikéw 120mm w zbiornikach i rurociggach
= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa450

Karta katalogowa TI00183C

Armatura przeptywowa

® Dla czujnikéw @ 12 mm o dtugosci 120 mm

s Armatura kompaktowa ze stali nierdzewnej dla probek o matej objetosci
s Kod zam.: 71042404

CYA680

= Armatura przeptywowa w wykonaniu higienicznym

= Do montazu czujnikéw w rurociggach

= Nadaje sie do stosowania dla czyszczenia chemicznego (CIP) oraz sterylizacji parg (SIP)

= Swiadectwo biokompatybilnosci wg USP Class VI, uszczelnienia z materiatéw dopuszczonych przez
FDA, powierzchnie polerowane elektrolitycznie Ra=0.38 ym

= Tworzenie kodu zaméwieniowedo na stronie produktu: www.endress.com/cya680

Karta katalogowa TI01295C

Przewdd pomiarowy

Przewo6d pomiarowy CYK10 dla technologii Memosens
s Dla czujnikéw cyfrowych Memosens
= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk10

Karta katalogowa Ti00118C

Przewo6d pomiarowy CYK11 dla technologii Memosens
s Przewdd przedtuzajacy dla czujnikéw wykonanych w technologii cyfrowej Memosens
s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk11

Karta katalogowa Ti00118C

Zel beztlenowy

CcoYs

Zel beztlenowy dla czujnikéw tlenu i chloru

= Medium w 100% wolne od tlenu do walidacji, kalibracji i konfiguracji punktéw pomiarowych tlenu
= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/coy8

Karta katalogowa TI01244C
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